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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messung der 
Lage eines Objekts, das von einer Videokamera aufge- 
nomrnen und auf einem Bildschirm dargestellt wird, wo- 5 
bei in die Darstellung auf dem Bildschirm MeBlinien, 
deren Lage von einer Bedienperson einstellbar ist, ein- 
geblendet werden und wobei die Koordinaten yon 
Schnittpunkten der MeBlinien mit Kanten des Objekts 
als die Lage des Objekts bezeichnende Grtiflen ausge- io 
geben werden. 

Ein beka'nntes Verfahren benutzt bereits MeBlinien, 
die elektronisch erzeugt und in die Darstellung des Ob- 
jekts auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Die 
MeBlinien werden dabei einmalig fest vorn Bediener 15 
eingegeben. Dieses bekannte Verfahren hat den Vorteil, 
daft die Schnittpunkte der MeBlinien mit den Kanten 
des Objekts ohne allzu groBen Bildverarbeitungsauf- 
wand bestimmt werden kttnnen. AuOerdem k6nnen 
durch die Einstellnng der MeBlinien Stellen der Objekt- 20 
kanten ausgewahlt werden, die fiir die Lage des Objekts 
typisch sind. Das Verfahren wird belspielsweise im Rah- 
men der Fcrtigung verschiedener Erzeugnisse ange- 
wandt, wobei die Lage der Werkstucke auf einer Trans- 
porteinrichtung vor Bcginn eines Bearbeitungsschrittes 25 
genau bekannt sein muB. 

Das bekannte Verfahren hat jedoch den Nacbteil, dafl 
die einmal an cincm Referenzobjekt festgelegten MeBli- 
nien bei Lageabweichungen der spater zu messenden 
Objekte haufig nicht mchr den Erfordemissen entsprc- 30 
chen. Dieses kann bei einer translatorischen als auch bei 
einer rotatorischen Lageabweichung der Objekte der 
Fall sein. 

In der DE 26 07 360.9- A 1 ist ein Verfahren zum auto- 
matischen Prufen von Masseteiien und VerschlciBteilen 35 
beschrieben, wonach ein BUdfeld einer Fernsehkamera, 
welches das zu untersuchende Objekt enthalt, zeileafor- 
mig abgetastet wird, bis das 2U prufende Teil die Zeile 
mit einer vorgebbaren Lange schneidet und das an- 
schlieBend die Form deszu prflfenden Teiles in einem 40 
oder mehreren zu dieser Bezugszeile parallelen MeB- 
zellen in vorgegebenem Abstand gepruft wird Das Ver- 
fahren erlaubt die Position des zu untersuchenden Ge- 
genstands senkrecht zur Abtastrichtung festzustellen 
und in vorgegebenem Abstand zur Positionierung Ab- 45 
weichungen von einer vorgegebenen Formbreite fest- 
zustellen. Transtationen in den beiden andcren Richtun- 
gen und Rotationen des KGrpers kdnnen damit nicht 
bestimmt werden. 

Die DE38 42 636.6-A1 betrifft ein Verfahren zum so 
Oberpriifen von Bauteilen, bei denen ihrer Lage nach 
defmierte Bauteile, die entweder auf einem Transport- 
band oder in einer Verarbeitungsmaschine fixiert sind, 
mit einer Videokamera aufgenommen werden* Das auf- 
genommene Bild wird von einem Computer in entspre- 33 
chende Grauwerte transponiert und mit einem Refe- 
renzbfid vergiichenv Unterschiedllche Grauwerte in pro- 
duktrelevanten Teilen werden dann als Fehler angezeigt 
und zu einer entsprechenden Oberarbeitung der Bau tel- 
le verwendet Eine Lagemessung der jeweiligen Objek- go 
te ist dabei nicht vorgesehen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es r bei einem 
Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts mit Hil- 
fe von MeBlinien auch bei Lageabweichungen die Mes- 
sung an vorgegebenen Stellen des Objekts durchftthren « 
zu kdnnen. 

Diese Aufgabe wird fur translatorische Lageabwei- 
chungen gemafl einer ersten Ausfuhrungsform des er- 
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f indungsgemaBen Verf ahrens dadurch gelost, 

— daB nach der Aufnahme eines als Referenz die- 
nenden Objekts (Referenz bjekt) zwei senkrecht 
zueindervcrlaufende MeBlinien eingegeben und die 
Koordinaten der Schnittpunkte mh dem Referenz- 
effekt berechnet werden, 

— daB nacheinander weitere gleichartige Objekte 
in eine Auf nahineposition gebracht werden, 

— daB durch Ermittiung mindestens eines Schnitt- 
punktes von Kanten des Jeweiligen Objekts mit 
derjenigen MeBlinie, in deren Richtung eine Lage- 
abweichung zu erwarten ist, welche die Bestim- 
mung der Schnittpunkte mit der anderen MeBlinie 
unzulassig beeinfluBt 

— daB aus dem ermittelten Schnittpunkt und dem 
mit dem Referenzobjekt an der gleichen MeBlinie 
ermittelten Schnittpunkt eine Lageabweichung be- 
rechnet wird und 

— daB die andere MeBlinie urn die Lageabwei- 
chung verschoben wird, 

Rotatorische Lageabweichungen werden bei einer 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung dadurch be- 
rucksichtigt, 

~- daB nach der Aufnahme eines als Referenz die- 
nenden Objekts (Referenzobjekt) drei MeBlinien 
Uber zwei Kanten des Objekts geiegt werden, wo- 
bei zwei MeBlinien parallel oder in einem spitzen 
Winkel zueinander verlaufen und mit einer dritten 
MeBlinie einen Winkel von vorzugsweise 90° bil- 
den, 

— daB die Koordinaten der Schnittpunkte berech- 
net werden, 

— daB nacheinander weitere gleichartige Objekte 
in eine Aufnahmeposirion gebracht werden, 

— daB Schnittpunkte der MeBlinien mit dem jewei- 
ligen Objekt ermittelt werden und 

— daB aus den ermittelten Schnittpunkten und den 
mit dem Referenzobjekt ermittelten Schnittpunk- 
ten die translatorische und rotatorische Lageab- 
weichung berechnet wird 

Bei dieser Ausfuhrungsform ist vorzugaweise vorge- 
sehen, daB mit Hiife der Schnittpunkte der parallel ver- 
laufenden MeBlinien eine rotatorische Lageabweichung 
berechnet wird und daB die dritte MeBlinie urn die be- 
rechnete rotatorische Lageabweichung gedreht wird 

Belde AusfQhrungsformen des erfindungsgemaBen 
Verfahren* korinen auch gemeinsam angewendet wer- 
den, Zu einer benutzerfreundlichen Bedienung ist daher 
gernafl einer Weiterbildung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens in einem mit der Videokamera verbundenen 
Rechner in einera Menu "Lageerkennung" eine Auswahl 
zwischen translatorischer Lageerkennung und rotatori- 
scher Lageerkennung sowie translatorische r mit rotato- 
rischer Lageerkennung vorgesehen. 

Sofern jeweils zwei gegeniiberliegende Kanten des 
Objekts zu MeBzwecken geeignet sind kann gemaB ei- 
ner anderen Weiterbildung die Genauigkeit der Lage- 
messung dadurch erhoht werden, daB die MeBlinien je- 
weils in ihrer Richtung das ganze Objekt dberdecken 
und daB als die Lage bezeichnende GroBen der Mittei- 
wert der Koordinaten mehrerer Kanten ausgegeben 
wird 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren besteht eine 
rechnerisch einfacbe Ermittiung der Schnittpunkte dar- 
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in, dafl die Bestiinraung der Schnittpunkte durcb Abta- 
stung des durch die Videokamera erfceugten Bildsignals 
entlang der MeBlinie vorgenommen wird. Dabei ist vor- 
zugsweise vorgesehen, daB die Abtastrichtung wahlbar 
ist 

Eine drltte AusfOhrungsform des erfindungsgemaBen 
Verfahrens ist insbesondere zur Oberprufung der Lage 
eines auf eine Leiterplatte montiernn Halbleiter-Bau- 
elementes geeignet und ist dadurch gekennzeichnet, daB 
das Objekt ein in Draufsicht ais Rechteck abgebiJdetes 
Halbleiter-Bauelement mit mehreren Reihen von An- 
schlQssen ist und daB die MeBlinien Ober die an Seiten 
des Haibleiter-Bauelements befindlichen Anschifissen 
geiegt werden. 

Eine erste Ausgestaltung dieser Ausfuhrungsform be- 
steht darin, daB Tolcranzwerte for erne translatorisehe 
and eine rotatorische Fehlposhionieruog des Haiblei- 
ter-Bauelements sowie fur Abstande der Anschlusse 
eingegeben werden, daB in einem Referenz-MeBlauf ein 
BHdverarbeitungssystem das Bild des Halbleitcr-Bau- 
elements entlang der- MeBlinien abtastet und dabei die 
Lage der Schnittpunkte der Anschlusse mit den MeBli* 
nien ermittelt und deren Koordinaten abgespeichert 
werden, daB bei der Aufnahine weiterer Halbleiter-Bau- 
elemente das Bildverarbeitungssystem nach deren Auf- 
nahme die weiteren Halbleiter-Bauelemente entlang 
der MeBlinien abtastet, urn die Position der Schnitt- 
punkte der Anschlusse mit den MeBlinien ermittelt, dafl 
der Mittelwert aller SchnlttpunJet-Positionen fur jede 
MeBlinie getrennt berechnet wird und daB aus den Mit- 
telwerten der Schnittpunkt-Posirionen von mindestens 
zwei MeBlinien die Drehlage und die Translation des 
Halbleiter-Bauelementes berechnet und mit den Tole- 
ranzen vergDchen wird, daB der minimale Abstand aller 
benachbarten AnschluB/X-dtfelder-Kombinationen be- 
rechnet und rait einer voreingegebenen Toleranz vergli- 
chen wird, und daB bei einer Uberschreitung einer der 
Taleranzen ein FehlersignaJ abgegeben wird. 

Eine zweite Ausgestaltung der dritten Ausfflhrungs- 
form besteht darin, daB das Verhaltnis zwischen hellen 
und dunklen Bildelememen entlang den MeBlinien er- 
mittelt und mit dem entsprechenden Wert eines richtig 
. positionlerten Haibleiter-Bauelements verglichen wird 
und daB. bei Abweichungen, die eine Toleranz dber- 
schreiten, ein FehJersignal abgegeben wird 

Durch die in weiteren Unteranspruchen aufgefuhrten 
Maflnahmen sind weitere vorteUhafte Weiterbildungen 
und Verbesserungen der Erf indung mdglich. 

Ausfahrungsbeispiele deT Erfindung sind in der 
Zelchnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in 
der nachfolgenden Beschreibung haher erlautert Es zei- 
gen*. 

Fig, 1 bis Fig. 10 verschiedene Bildschirmdamellun- 
gen zur Erlauterung von Ausftlhrungsformen des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens und 

Fig. 11 eine Anordnung zur Durchfuhrung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens, 

Die in Fig. U dargestellte Anordnung zur Durchftih- 
rung des erfindungsgemaBen Verfahrens umfaBt eine 
Videokamera I, einen Bildverarbeitungsrechner 2 und 
einen Monitor 3 mit einem Bildschirm4. Mit Hilfe einer 
JedigHch schematise*! angeordneten Transporteinrich- 
tung 3 werden Objekte 6, beispielsweke Stanzteile, in 
cine Aufnahme-Position gebracht Der Bildverarbei* 
mngsrechner kann mit Hilfe einer Tastatur 7 und einem 
weiteren Eingabegerat 8, beispielsweise einer Maus, be- 
dient werden. An einem Ausgang 9- sind die vom Bild- 
verarbeitungsrechner 2 ersteilten Daien zur weiteren 



Verwendung abnehmbar. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 soil die 
genaue Lage eines Objekts ermittelt werden. das die 
Form eines langgestreckten Rednecks aufweisL Dazu 

5 wird zunachst ein Referenzobjekt II in die Aufnahrne- 
Position gebracht Eine MeBlinie 12 verlauft inY-Rich- 
tung und kann vom Bedien'er mit Hilfe der Maus 8 
(Hg- 1 1) in X-Richtung bewegt werden, was durch elnen 
Doppelpfeii angedeutet ist Zur Bestimmung der Lage in 

to X-Richtung dient eine MeBlinie 13, die vom Bediener in 
Y-Richtung versteilbar ist Beide MeBlinien 12, 13 wer- 
den 2ur Mes&ung der Lage des Objekts 11 in die Mine 
einer jeweils die MeBlinien schneidenden Kante einge- 
stellt 

13 Der Bildverarbeitungsrechner taste t das aufgenonv 
mene Bild entlang den MeBlinien ab. Voraussetzungsge- 
maB weist das Objekt 11 gegenOber dem Hintergrund 
14 einen Kontrast auf, so daB beim Abtasten der Kanten 
des Objekts jeweils ein Signalsprung entsteht, dessen 

20 Koordinate die Lage des Objekts 11 beschreibt GemaB 
einer Weiterbildung der Erflndung ist vorgesehen, daB 
die Abtastrichtung wahlbar ist Das Bild kann aiso bei- 
spielsweise entlang der MeBlinie 13, von links begin* 
nend nach reehts oder umgekehrt abgetastet werden. 

2$ Dadurch karat ohne groBen Bilderkennungsaufwand si- 
chergestellt werden, daB jeweils die richtige fCante zur 
Messung der Lage dient Denn es ist durchaus m6giich, 
daB'sich Im Verlauf einer MeBlinie mehrere Kanten des 
Objekts 11 oder andere Objekte befinden, daren Lage 

30 nicht gemessen werden soil 

Die Messung der Lage ist ferner mdglich durch die 
Messung zweier gefenQberliegender ICanten und die 
Mhtelung der Koordinaten dieser Kanten. 
Nachdeiri gemaB Fig. 1 die MeBlinien 12, 13 festge- 

35 legt sind und die Lage des Referenzobjekts 11 gemessen 
wurde, werden nacheinander Objekte 1 V in die Aufnah- 
me-Position gebracht, deren Lage automatisch gemes- 
sen werden solL Debej sind gegenuber dem Referenzob- 
jekt It verschiedene Abweichungen moglich, beispiels- 

40 weise eine translatorische Lageabweichung jeweils in 
X-Richtung und/oder in Y-Richtung und/oder eine rpta- 
torische Lageabweichung, 1m Falle von Fig, 1 wird da- 
Yon ausgegangen, daB eine rotatorische Lageabwei- 
chung nicht relevant ist, und daB eine Lageabweichung 

45 in Y-Richtung so groB ist, daB eine Messung der Lage in 
X-Richtung mit Hilfe der MeBlinie 13 nicht gewahrlei- 
stet ist Die mdgHche Lageabweichung in X-Richtung ist 
so kleu% daB eine Beeinflussung der Messung mit Hilfe 
der MeBlinie 12 vernachlassigbar ist 

50 Diese Unterschiede k&nnen durch Eigenschaften der 
Transporteinrichtung 5 (Fig. 11) oder anderer das Ob- 
jekt 11' zuvor transporderenden Einrtchtungen bedingt 
sein. Die Unterschiede kfinnen jedoch auch durch die 
Form des Objekts 11, 11' verursacht sein — wenn nam- 

55 lich eine der MeBlinien die jeweilige Kante nur in einem 
kleinen vorbestimmten Lfingcnbcreich schneiden darf. 
Dieses ist bet dem in Fig, 1 dargesteliten Beispiel bei der 
MeBlinie 13 der Fall. 
Zur Messung der Lage des Objekts 1 1' wird daher bei 

60 un veranderter MeBlinie 12 der Schnittpunkt 13' des Ob- 
jekts 11 ' durch Abtasten entlang der MeBlinie 12 ermit- 
lelt Entsprechend der Lageabweichung gegenuber dem 
Schnittpunkt 15 wird durch Verschiebung der MeBlinie 
13 eine MeBlinie 13' erzeugt deren Schnittpunkt 16' mit 

6 $ dem Objekt tV eine weitere Koordinate der Lage des 
Objekts 11' ergibt 

Bei dem Beispiel nach Fig- 2 soli ein Objekt vermes- 
sen werden, das nur in Y-Richtung durch gerade Kanten 
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begrenzt ist Wie in Fig, 1 ist dabei das Referenzobjekt 
21 durchgezogen dargestellt, wahrend das jeweils zu 
messende Objekt 21' gestrichelt ist Die MeBlinien 22 
und 23 werden. wie im Zusammenhang mit Fig. 1 erlau- 
tert, vom Bediener eingestelit, Durch eine Lageabwei- 
chung des Objekts 21' g genQber dcm Referenzobjekt 
21 in Y-Richtung wtlrde bei der Abtastung entlang der 
MeBlinie 23 ein Fehler 8 in X-Richtung entstehen. 
Durch eine Verschiebung der MeBlinie 23 zur MeBlinie 
23' wird die Lage des Objekts 21' in X-Ricbtung jedoch 
richtig gemessen. 

Wiihrcnd bci den im Zusammenhang mit den Fig* 1 
und 2 erJUuienen Beispielen die MeBlinien parallel zu 
den durch die Abtastung vorgegebenen Koordinaten X 
und Y verluufen, kann es bei nicht parallel zu den Koor- 
dinaten verlaufer.dcn Objekt-Kanten voneilhaft sein, 
die McUUmen orthogonal zu den Kanten des Objekts zu 
letfeii, iirn sietj, dt.*n siarksten Gradienten der Kante zu 
' crhalicn. Ein Bcispicl dafur ist in Fig. 3 mit einem tra- 
pe*f6rmigt»n Objckl 25 und zwei MeBlinien 27, 2$ dar- 
pcstcllL 

Zur Erhohung der Genauigkeit konnen anstelle einer 
MeBlinie. der HaupcmeBlihie, mehrere paralleivcriau- 
fende HilfsmeBlinien gelegt werden* Die sich dadurch 
ergebenden Schniupunkte werden gemittelt Zur Er- 
2eugung dieser HilfsmeBlinien wird eine Option "Hilfs- 
meBlinien" im Programm des Bildverarbeitungsrech- 
ners 2 angewahh und der Abstand der HilfsmeBlinien zu 
der jewciligcn HauptmeBlinie festgelegt Ein Beispiel 
dafur zeigt Fig. 4 mil einem Objekt 31. den HauptrneBli- 
nien 32, 33 und jeweils zwei dazu parallel verlaufenden 
HilfsmeBlinien 34, 35 und 36, 37. 

Anstelle weniger MeBlinien kann jeweils auch eine 
MeBIinienschar erzeugt werden, welche aui dem BUd- 
sehirm jeweils ais Rechteck 42, 43 (Fig. 5) in ErscheU 
nung tritt, welche sich mit dem zu messenden Objekt 41 
uberschneidet. Die Breite der Hilfslinienschar kann 
cbcnfaHs mil Hilfe des MenUs eingestellt werden. 

Wie bereiis erwahnt, ist die Abtastung von MeBlinien 
zur Bestimmung der Lage des Objekts in relativ eirifa- 
cher Weisc ohne spezielle Bildverarbeitungsschaltun- 
gen moglich. Es ist jedoch im Rahmen der Erfindung 
nicht ausgeschlosscn, spezielle BHdverarbeitungsschal- 
tungen zur Untcrstutzung der Abtastung der Kanten 
innerhalb cincs definicnen rechteckigen Bereichs 42, 43 
in Form einer Echtzeit-Kantendetektion durchzufohren. 
Die Schaitungen zur Detektion von Kanten in Zeilen* 
richtung und Spaltenrichtung sind an sich bekannt und 
bedurfen keiner weiteren Erlauterung. 

Fig* 6 zeigt ein Beispiel, bei welchern MeBlinien 47, 48 
beidseitig iiber ein Objekt 46 hinausragen. Wird dann im 
MenCl die Betriebsart TDurehmesser" gewahlt, werden 
die Schnittpunkte der berden auBeren Kanten mit den 
MeBlinien bestimmt und deren Koordinaten gemittelt, 
um zu genaueren Lagedaten zu gelangen. Hiermit ist 55 
beispielsweise eine effiziente Methode des Durchmes- 
sers eines Kreises moglich. 

Kann eine Verdrehung der Objekte gegentiber ihrer 
Soilage vorliegen, so werden bei dem erfindungsgema- 
J3en Verfahren mindestens drei MeBlinien verwendeL 
Von diesen sind zwei in einem spitzen Winke! oder par- 
allel ausgerichtet und die dritte vorzugsweise in einem 
Winkel von etwa 90° zu den parallel ausgerichteten 
geneigt. Ein Beispiel dafUr ist in Fig. 7 dargestellt, wobei 
ein rechteckformiges Referenzobjekt 51 und drei MeB- 
linien 52, 53. 54 vorgesehen sind. Die MeBlinien 52, 53 
bilden mit dem Referenzobjekt 51 Schnittpunkte 55, 56. 
Tritt spater ein verdrehtes Objekt 51' auf, so wird die 
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Verdrehung anhand der Lageabweichung der Schnitt- 
punkte 55' und 56' gegenCber den Schnittpunkten 55 
und 56 erkannt, Entsprechend dem dann ermittelten 
Drehwinkel wird als dritte MeBlinie eine gegenflber der 
MeBlinie 54 verdrehte MeBlinie 54' erzeugt. 

Per Menufuhrung kann vorgegeben werden, welche 
der drei MeBlinien zuerst (ohne Nachfuhrung) und wel- 
che als rweite (mit oder ohne Nachfflhrung) abgetastet 
wird und ob die verbleibende dritte MeBlinie mit oder 
ohne NachfQhrung abgetastet wird. 

Fig. 8 zeigt ein weiteres Beispiel mit einem unregel- 
mlBig geformten Objekt 61, dessen Render von drei 
MeBlinien 62, 63, 64 gesebnitten werden. Dabei soil der 
Schnittpunkt mit der MeBlinie 64 unabhangig von der 
15 jeweiligen horizontalen Lage des Objekts am hochsten 
Punkt des rechten Teils des Objekts gemessen werdeit 
Dazu wird mit Hilfe der MeBlinie 63 die borizontale 
Lageabweichung elneszu messenden Objekts 61 gegen- 
Oberdem Referenzobjekt 61 gemessen und die MeBlinie 
20 64 entsprechend verschoben, wodurch die MeBlinie 64' 
entsteht 

Anhand der Fig. 9 und JO wird im folgenden die An- 
wendung des erfindungsgemaBen Verfahrens zur auto- 
matischen Sichtprufung von bestuckten Leiterplatten 
25 am Beispiel einer LageprQfung eines integrierten 
Schaltkreises erlautert Der integrierte Schahkreis 71 
weist ein rechteckiges Gehsiuse 72 und zwei Reihen von 
jeweils vier AnschlO&sen 73 auf, die bei der Montage des 
integrierten Schaltkreises auf LBtfelder 74 aufgeifltet 
werden. Dabei sind die LdtFelder 74 etwas breiter als die 
AnschJusse 73. Die Anschlusse 73 und die Lotfelder 74 
sind metallisch glanzend — in der Lotaufnahme also hell 
— und daher nicht voneinander zu unterscheiden, Ein 
signifikanter Kontrast ist jedoch zwischen den An- 
schlussen 73 und den Lotfeldern 74 einerseits und der 
Leiterpiatte andererseits gegeben. Zur FrQfung der La- 
ge des integrierten Schaltkreises werden zwei MeBli- 
nien 75, 76 Qber jeweils eine Reihe von Anschlussen 73 
bzw. Lotfeldern 74 gelegt Bei der Abtastung jeweils 
einer der MeBlinien werden entlang der MeBlinie ab- 
wechselnd helle und dunkle Bildelemente festgesteilt 
Das Verhaltnis zwischen heil und dunkel ist bei dem in 
der richtigen Lage befindlichen Schahkreis 71 durch die 
Breite der Lotfelder 74 und deren Zwischenraume be- 
stimmt 

Beflnden sich jedoch die AnschlOsse 73' (Fig. 10) 
durch einen Versatz in Richtung der MeBlinien oder 
durch eine Verdrehung des integrierten Schaltkreises 71 
nicht mehr voilstandig auf den Ldtfeldern 74, werden 
so weniger dunkle und daftir umso mehr helle Bildelemen- 
te entlang der MeBlinien 75, 76 festgesteilt. Der BUdver- 
arbeitungsrechner 2 (Fig- 11) gibt dann eine entspre- 
chende Fehlermeldung aus. 



PatentansprQche 

1. Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen und auf 
einem Bildschirm dargestellt wird, wobei in die 
Darstellung auf dem Bildschirm MeBlinien, deren 
Lage von einer Bedienperson einstellbar ist, einge- 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnittpunkten der MeBlinien mit Kanten des Ob- 
jekts als die Lage des Objekts bezeichnende Gr6* 
Ben aus gegeben werden, dadurch gekennzelchnet, 
— daB nach der Aufnahme eines als Referenz 
dienenden Objekts (Referenzobjekt) zwei 
senkrecht zueinander verlaufende MeBlinien 
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elngegcben und die Koordinaten der Schnitt* 
punkte mit dem Referenzobjekt berechnet 
werden 

— daB nacheinander weitere gleichanige Ob- 
jekte in eine Aufnahmeposition gebracht wer- 5 
den, 

— daft durch Ermittlung mindestens eines 
Schaittpunktes von Kanten des jeweiligen Ob- 
jekts mit derjenigen MeBlinie, m deren Rich- 
tung eine Lageabweichung zu erwarten ist, jo 
welche die Bestimmung der Schnittpunkte mit 
der anderen MeBlinie unzulassig beeinfluBt 

— daB aus dem ermittelten Schnittpunkt und 
dem mit deni Referenzobjekt an der gleichen 
MeBlinie ermittelten Schnittpunkt eine Lage- 15 
abweichung berechnet wird und 

— daB die andere MeBlinie urn die Lageabwei- 
chung verschoben wird 

Z Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenomxnen und auf 20 
emem Bildschirm dargestellt wird T wobei in die 
Darsteliung auf dem Bildschirm MeBlinien, deren 
Lage von einer Bedienperson einstellbar 1st, einge* 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnittpunkten der MeBlinien mit Kamen des Ob- 25 
jekts aJs die Lage des Objekts bezeichnende Grd- 
Ben ausgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, 

— daB nach der Aufnahme eines als Referenz 
dienenden Objekts (Referenzobjekt) drei 
MeBlinien ttber zwei Kanten des Objekts ge- 30 
legt werden, wobei zwei MeBlinien parallel 
oder in einem spitzen Winkel zueinander ver- 
laufen und mit einer dritten MeBlinie einen 
Winkel von vorzugsweise 90° Widen, 

— daB die Koordinaten der Schnittpunkte be- as 
rechnet werden, 

— daB nacheinander weitere gleichartige Ob* 
jekte in eine Aufnahmeposition gebracht wer- 
den, 

— daB Schnittpunkte der MeBlinien mit dem 40 
jeweiligen Objekt ermittelt werden und 

— daB a us den ermittelten Schnittpunkten und 
den mit dem Referenzobjekt ermittelten 
Schnittpunkten die transletoriscbe und rotato- 
risehe Lageabweichung berechnet wird 45 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mit Hilfe der Schnittpunkte der paral- 
lel verkufenden Mefllinien eine rotatorische Lage- 
abweichung berechnet wird und daB die dritte 
MeBlinie um die borechnete rotatorische Lagcab- 50 
weichung gedrehtwird 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB in einem mit 
der Videokamera verbundenen Rechner in einem 
MenO "Lageerkennung" eine Auswahl zwischen 55 
translatorischer Lageerkennung und rotatorischer 
Lageerkennung sowie translatorischer mit rotato- 
rischer Lageerkennung vorgeseben ist 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprBche, dadurch gekennzeichnet, daB die MeBli- eo - 
nien jeweils in ihrer Richtung das ganze Objekt 
Qberdecken und daB als die Lage bezeichnende 
GroGen der Mittelwert der Koordinaten mehrerer 
Kanten ausgegeben wird 

6« Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 65 
aprtlche, dadurch gekennzeichnet, daB die Bestim- 
mung der Schnittpunkte durch Abtastung des 
durch die Videokamera erzeugten BUdsignais ent- 
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lang der MeBlinie vorgenommen wird 
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abtastrichcung w&hlbar ist 
?. Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen und auf 
einem Bildschirm dargestellt wird, wobei in die 
Darsteliung auf dem Bildschirm MeBlinien, deren 
Lage von einer Bedienperson einstellbar ist, einge- 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnittpunkten der MeBlinien mit Kanten des Ob- 
jekts als die Lage des Objekts bezeichnende Grfi- 
Ben ausgegeben werden, dadurch gekennzeichnet 
daB das Objekt ein in Draufsicht ais Rechteck abge- 
bildetes Halfeleiter-Bauelement mit mehreren Rei- 
hen von Anschiiissen ist und daB die MeBlinien 
uber die an Seiten des Halbleiter-Bauelements be- 
findlichen AnschlQssen gelegt werden* 
9* Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Toleranzwerte fur eine translatori- 
sche und eine rotatorische Fehipositionierung des 
Halbleiter-Bauelements sowje fOr Abstande der 
AnschlGsse eingegeben werden, daB in einem Refe- 
renz-MeBlauf ein Bitdverarbeitungssystem das Bild 
des Halbleiter-Bauelements entlang der MeBlinien 
abtastet und dabei die Lage der Schnittpunkte der 
AnsehlQsss mit den MeBlinien ermittelt und deren 
Koordinaten abgespeichert werden, daB bei der 
Aufnahme weiterer Halbleiter-Baueiemente das 
Bildverarbeitungssystem nach deren Aufnahme die 
weiteren Halbleiter-Baueiemente entlang der 
MeBlinien abtastet, um die Position der Schnitt- 
punkte der AnschlOsse mit den MeBlinien ermittelt, 
daB der Mittelwert ailer Schnittpunkt-Positionen 
fur jede MeBiirde getrennt berechnet wird und daB 
aus den Mittelwerten der Schnittpunkt-Posltionen 
von mindestens zwei MeBlinien die prehlage und 
die Translation des Halbleiter-Bauelementes be- 
rechnet und mit den Toleranzen verglichen wird, 
daB der minimale Abstand aller benachbarten An- 
schluB/Ldtfelder-Kombinationen berechnet und 
mit einer voreingegebenen Toleranz verglichen 
wird und daB bei einer Oberschreitung einer der 
Toleranzen ein Fehlersignal abgegeben wird. 

10, Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Verhaltnis zwischen hellen und. 
dunklen' Bildelementen entlang den MeBlinien er- 
mittelt und mit dem entsprechenden Wert eines 
richtig posrtionierten Halbleiter-Bauelements ver- 
glichen wird und daB bei Abweichungen, die eine 
Toleranz Oberschreiten, ein Fehlersignal abgege- 
ben wird 

11, Verfahren nach einem der Ansprflche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeweils zwei gegen- 
OberJlegende MeBlinien gemeinsam einstellbar 
sind, deren Orientierung in zwei Varianien (senk- 
recht/waagerecht) voreingesteUt wird, und deren 
Lage, Abstand und Lange im Bildfeld gemeinsam so 
verandert werden, daB sie auf die «wei AnschluB/ 
Lotfeld-Reihen des Halbleiter-Bauelements zu lie- 
gen kommen. 

12, Verfahren nach einem der Ansprflche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeweils vier MeBli- 
nien gemeinsam per MenOfohrung in Form eines 
Quadrats erzeugt werden, dessen OroBe und Lage 
per Menufuhrungso veranderbar sind daB sie liber 
die AnschluB/Lfltfeld-Positionen zu liegen kom- 
men. 
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